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用短相干光源测量平行平板玻璃的光学均匀性 
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摘要  为了解决传统干涉绝对测量法不能测量前后表面平行度很好的光学玻璃和晶体均匀性问题，提出了在以短
相干光为光源的泰曼-格林干涉仪上，通过调整参考光路的光程，使被测样品的前后表面分别处在零光程差位置，
这样从样品两面反射回来的光就不会同时满足和参考光相干涉的条件，从而解决了前后面的反射光干涉混叠问题.
用虚光栅移相莫尔条纹法处理采集到的干涉图，得到位相数据，代入绝对测量法的计算公式，得出待测样品的折
射率分布.对厚度为13 mm、口径为75 mm的光学平板玻璃进行测量.结果表明，光学均匀性检测准确度可达到2.6×

10－6，被测样品折射率偏差的峰谷值为Δnpv=6.06×10－6，均方根值为Δnrms=8.96×10－7. 
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